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マイクロナノ学際研究センター(CIRMM) De-B02,B03, Dw-304, Ee-302,304,305, Ew-206, Fe-207,312
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CPSヘルスケア
セキュリティエネルギー

インフラ管理医療
防災

エナジー
ハーベスタウェアラブル

センサ
バイオセンサ

極小電力センサ
センサネット
ワーク

原子・分子レベルの
物理・科学やメゾ効果

True Nano
ボトムアップ／トップ
ダウン製造技術

実世界とクラウドを接続
するMEMSセンサ等

ナノ製造技術CPS 応用

触媒
化学合成
金属ナノ構造

シリコンナノ構造
フォノン制御

イオン液体 固体イオン プローブ顕微鏡
TEMその場観察

超潤滑

超臨界
超親水
超撥水

ナノ摩擦
界面

自己組織化

プローブリソグラフィ
MEMSプロセスシリコン

マイクロ／ナノマシニング
True-Nano
製造技術

分子設計

応用分野・サービス
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0.5 cm

[nm]0 300

0.5 cm

[mV]235 434
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μTAS (Micro Total Analysis Systems)
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MEMS/NEMS


